










































































































1.電子顕微鏡 :日本電子 JEM-100B型 1基






6.超薄切片用 ミクロトー ム :UltrotomelLKB
4800型1台
7.ナイフメーカー :LKB7800B型
8.実体顧徴鏡 :オリンパス
9.写真用引伸機 :SimmonOmegaD-6型 1
基
主な設備機器は上記のようでありますが,フィ
ルム処理,焼付等には不偏が多く,暗室操作は不
便を感じます.
現在は,試料採取から固定,脱水,包埋までは
各教室で行っていただき,電顕宝では超薄切片用
ミクロトー ムによる帝切,染色,電子顧徴鏡によ
る観察を行うことになっています.
希望の像は本体に組まれている撮影装置にて撮
影することが出来ます.この装置は,自動露出装
置が組まれていますので操作は容易に行なえま
す.フィルムの現像処理は多教室の共同使用のた
め,フィルム交換等煩雑になることを考え,電顕
室でまとめてフイルム処理を致すことにしていま
す.また焼付引伸,スライド作製等も希望により
電顕室で行いたいと考えています.
この電子顕徴鎧には走査像観察装置を組み込む
ことが,比較的容易であり,透過像および走査像
が同時に観察することが出来ます.しかしこの装
置を組み込むためには試料交換装置を交換するた
め,本体の透過型電子顕微鏡の機能が減少します.
この様なことから,走査像観察装置の組み込みは
日時を決めて,作動させたいと考えています.
電顕用超薄切片の作製には通常はガラスナイフ
を用いますが,歯学領域で多く作製される硬組織
試料の超薄切にはダイヤモンドナイフが有効で
す｡しかしダイヤモンドナイフは,高価な消耗品
であるために各自所有のものを使用することにし
ています.電子顕敵鏡による観察は試料作製から
電子顕微鏡の操作まで複雑な仕事が多く,より良
い像を観察をしていただくために,武蔵工業大学
電顕室にて7年間電顕の操作を経験された赤羽君
に,4月より常勤して頂くことになりました.坐
物試料の観察については経験が浅いと聞いていま
すが,諸先生の御指導のもとに,より充分な知識
と技術を身につけて,研究発展に尽したいとのこ
とです.
最後に先生方が,より多く電子顕微鏡を使用し,
研究が発展する様願う次第です.
(鈴木,赤羽)
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